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Rasterelektronenmikroskop (REM) und Mikrobereichsanalyse (EDX)

In der Materialforschung und -Pri-
fung stellt das REM ein vielseitiges
und unentbehrliches Instrument zur
Untersuchung und Darstellung von
Oberflachen und Strukturen dar. Wo
das klassische Lichtmikroskop an
die Grenzen der Auflésung oder der
Tiefenschéarfe stdsst, fangt das Ein-
satzgebiet des Elektronenmikroskops
an. Ein modernes REM mit EDX Ana-
lyseneinheit (Energiedispersive R&nt-
genspektroskopie) steht in der RMS
Foundation fiir Kundenaufirége zur
Verfiigung und wird gezielt fir Mate-
rial- und Oberfléchenuntersuchungen
eingesetzt.

Bei der Rasterelektronenmikroskopie wird die
Oberfléche einer Probe im Vakuum mit einem
fokussierten  Elekironenstrahl  abgerastert.
Dabei werden Sekundérelektronen (SE) und
Rickstreuelektronen (BSE) auf der Oberfléche
emittiert und mit Detektoren erfasst. Flachen,
die zum Detektor geneigt sind, erscheinen im
SE-Bild heller als Flachen, die vom Detektor
abgewandt sind  (Flachenneigungskontrast).
Daneben zeigen schwerere Elemente eine
starkere Ruckstreuung, so dass entsprechende
Bereiche im BSE-Bild heller erscheinen, leich-
tere Elemente hingegen dunkler (Materialkon-

trastbild).

Zur Charakterisierung der Elementzusammen-
setzung von grossen Probenbereichen, aber
auch kleinsten Zonen, wird im REM die cha-
rakteristische Réntgenstrahlung genutzt. Mittels
geeigneter Detektoren kdnnen die Intensitdten
bei der charakteristischen Réntgenstrahlung
aufgenommen und die Spekiren qualitativ
und quantitativ beziglich der Materialzusam-
mensetzung ausgewertet werden.

Beispiele von REM-Untersuchungen

Das SE-Bild (oben) zeigt die Oberfléchentopo-
graphie. Im BSE-Bild derselben Stelle (2. Bild)
sind leichtere Elemente als dunkle Bereiche
dargestellt. In diesem Fall handelt es sich bei
dem dreieckigen Fremdpartikel auf der Ober-
flache um einen Rickstand eines Strahlmittels.

EDX-Spektren von Partikel (Spektrum 1, Alu-
miniumoxid) und Grundmaterial (Spektrum 2,
Titan) bestatigen den Unterschied in der che-
mischen Zusammensetzung.
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Die Leistungsfahigkeit des REM bei der
Darstellung r@umlicher Strukturen wird bei
der Plattchenstrukiur eines Formkarpers aus
Kalziumhydrogenphosphat (Monetit) im fol-
genden Bild besonders deutlich.

Auf weitere Beispiele von REM-Untersu-
chungen werden wir in einem spdteren

RMS-Newsletter eingehen. Insbesondere
die Médglichkeit der Berechnung von Ober-
flachenrauvigkeiten aus REM-Bildern wird
noch genauer erldutert.

Wichtig: Fir unsere Kunden besteht die
Méglichkeit, wahrend den REM-Untersuchun-
gen anwesend zu sein. Dies erleichtert die
Kommunikation und erlaubt ein situatives
Reagieren auf die Untersuchungsergebnisse,
was die Qualitat der Ergebnisse sehr oft
positiv beeinflusst.
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Unsere Einrichtungen:

Rasterelektronenmikroskop (REM)

Zeiss EVO MA25 mit Sekunddr- und

Riickstreuelektronendetektor

® Vergrésserung: 5x bis 150'000x (the-
oretisch bis 900’000x), laterale Auf-
l6sung 3 nm
Werkstoffe: Polymere, Metalle, Kera-
mik, Mineralien
Variable Pressure bis 400 Pa Kam-
merdruck (fir nicht leitende Proben)
Probengrésse max. 100 x 100 x 50
mm (in speziellen Fallen auch grésse-
re Proben méglich)

Energiedispersive Mikroanalyse (EDX)
INCA Energy 350 mit Li(Si)-Link-Detektor
und Super ATW-Fenster
® Qudlitative Analyse aller Elemente
von Beryllium bis Uran
Quantitative Analysen
Laterale Auflésung: ca. 1 pm, je nach
Probenzusammensetzung
Nachweisgrenzen: Elemente leichter
als Aluminium = 0.4 - 0.5%
Elemente schwerer als Aluminium =
0.2-0.3%
Mapping: Elementverteilungsbilder
(qualitativ und quantitativ)
Linescan: Konzentrationsprofile
(qualitativ und quantitativ)

Besprechen Sie lhre Fragestel-
lungen mit uns! Wir beraten Sie
gerne.

Oder fordern Sie unseren Dienst-
leistungskatalog an. Diese und
weitere Informationen finden Sie
auch auf unserer Website.

Die RMS Foundation ist zertifiziert nach
ISO 9001:2000. Ausgewdhlte Dienst-
leistungen sind akkreditiert nach 1ISO/
IEC 17025.
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